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(57)摘要

本发明涉及一种微型双沟道轴承外圈沟位

置检测装置及方法，该装置设有底座、扭簧比较

仪、支架、杠杆、测量杆和支撑垫板，扭簧比较仪

固定在支架上，支架固定在底座上，扭簧比较仪

的底部设置在杠杆的一端，测量杆垂直设置在杠

杆的另一端，支撑垫板上设有待测轴承外圈，所

述测量杆穿过支撑垫板设置在待测轴承外圈内

部，且测量杆上设有可插入待检测轴承外圈沟道

底部的侧头；所述杠杆的杠杆比为1:1；本发明不

使用电、气等动力，为纯机械式结构的测量装置，

稳定性好；该装置针对性强，尤其适合外圈内径

尺寸小于8mm的微型双沟道轴承外圈沟位置标准

件的检测；本发明的检测方法操作简便，重复性

好，结果稳定可靠，在轴承外圈加工过程中应用

效果较好。
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1.一种利用微型双沟道轴承外圈沟位置检测装置检测微型双沟道轴承外圈沟位置方

法，该装置设有底座（1）、扭簧比较仪（3）、支架（4）、杠杆（6）、测量杆（7）和支撑垫板（9），扭

簧比较仪（3）固定在支架（4）上，支架（4）固定在底座（1）上，扭簧比较仪（3）的底部设置在杠

杆（6）的一端，测量杆（7）垂直设置在杠杆（6）的另一端，支撑垫板（9）上设有待测轴承外圈

（8），其特征在于：所述测量杆（7）穿过支撑垫板（9）设置在待测轴承外圈（8）内部，且测量杆

（7）上设有可插入待检测轴承外圈沟道底部的测头；所述杠杆（6）的杠杆比为1:1；其特征在

于，包括以下步骤：

步骤一：在待测轴承外圈Dj一端面作标记，作为该轴承外圈的非基准面；

步骤二：将待测轴承外圈Dj两端面进行精密研磨，平行差控制在0.001mm以内；

步骤三：用高度比较仪测出待检标准件Dj的总宽度H；

步骤四：在经国家轴承质量监督检验测试中心标定过沟位置的套圈标准件中选取与待

测轴承外圈Dj相近沟位置、沟曲率半径的标准件Yj；

步骤五：用标准件Yj进行测量前检测装置的调整，使扭簧比较仪的指示值指在零位上，

使测头接触在沟道的中心位置；

步骤六：以基准面为测量端面，对待测轴承外圈Dj下沟位置h1进行测量，得下沟位置h1；

步骤七：将待测轴承外圈Dj颠倒180度，以非基面为测量端面，按照步骤六的方法测量得

出h3；

步骤八：由公式h2=H-  h3计算得出h2，则待测轴承外圈Dj以基准面为测量端面的上沟沟

位置为h2，下沟沟位置为h1。

2.一种如权利要求1所述的检测微型双沟道轴承外圈沟位置方法，其特征在于：所述的

测头呈半球状，且半球状测头的半径不大于待测轴承外圈（8）的沟曲率半径。
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一种微型双沟道轴承外圈沟位置检测装置及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及微型轴承检测技术领域，具体的说是一种微型双沟道轴承外圈沟位置

检测装置及方法。

背景技术

[0002] 由于受到主机装配尺寸的限制，很多工况条件下使用的轴承不得不使用微型轴

承，有的由于实际工况条件的原因，必须使用双列球轴承。而在机加工过程中，沟位置的检

测是必不可少的，标定沟位置的标准件一般都是由检测中心用专用仪器进行测定的。在标

定内圈的沟位置时，由于沟道裸露在外，测量时无论是测头可移动的空间，还是测量时可允

许测头的尺寸都不会受到限制，因此测量内圈沟位置时不存在问题。但是在测定外圈沟位

置时，由于外圈外径的尺寸很小，其内径的尺寸就更小(本例中的微型轴承外圈外径的尺寸

为8mm，而外圈内径的尺寸仅有6mm)，测量时其内部空间十分狭小，此时无论是测头在套圈

内部的可移动空间，还是测量时测头的尺寸都会受到极大的限制，并且测量时也无法直接

观察到测量的情况，并且由于内径尺寸太小，国家轴承质量监督检验测试中心在标定该轴

承外圈的沟位置时，只能标定其中的一个沟位置，而另外一个沟位置由于内径尺寸的原因

却无法标定，因此只有按照企业内部的标准由企业自身来确定该类型双沟道套圈的沟位

置。

发明内容

[0003] 针对上述现有技术中对微型双沟道轴承外圈沟位置检测时只能标定其中一个沟

位置，而另一个沟位置由于内径尺寸的原因却无法标定的问题，本发明提供一种微型双沟

道轴承外圈沟位置检测装置及方法。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明采用的技术方案为：

[0005] 一种微型双沟道轴承外圈沟位置检测装置，该装置设有底座、扭簧比较仪、支架、

杠杆、测量杆和支撑垫板，扭簧比较仪固定在支架上，支架固定在底座上，扭簧比较仪的底

部设置在杠杆的一端，测量杆垂直设置在杠杆的另一端，支撑垫板上设有待测轴承外圈，所

述测量杆穿过支撑垫板设置在待测轴承外圈内部，且测量杆上设有可插入待检测轴承外圈

沟道底部的侧头；所述杠杆的杠杆比为1:1。

[0006] 所述的侧头呈半球状，且半球状侧头的半径不大于待测轴承外圈的沟曲率半径。

[0007] 一种利用如上所述的装置检测微型双沟道轴承外圈沟位置方法，其特征在于，包

括以下步骤：

[0008] 步骤一：在待测轴承外圈Dj一端面作标记，作为该标准件的非基面；

[0009] 步骤二：将待测轴承外圈Dj两端面进行精密研磨，平行差控制在0.001mm以内；

[0010] 步骤三：用高度比较仪测出待检标准件Dj的总宽度H；

[0011] 步骤四：在经国家轴承质量监督检验测试中心标定过沟位置的套圈标准件中选取

与待测轴承外圈Dj相近沟位置、沟曲率半径的标准件Yj；
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[0012] 步骤五：用标准件Yj进行测量前检测装置的调整，使扭簧比较仪的指示值指在零

位上，使测头接触在沟道的中心位置；

[0013] 步骤六：以基准面为测量端面，对待测轴承外圈Dj下沟位置h1进行测量，得下沟位

置h1；

[0014] 步骤七：将待测轴承外圈Dj颠倒180度，以非基面为测量端面，按照步骤六的方法

测量得出h3；

[0015] 步骤八：由公式h2=H-  h3计算得出h2，则待测轴承外圈Dj以基准面为测量端面的

上沟沟位置为h2，下沟沟位置为h1。

[0016] 本发明的有益效果：

[0017] 本发明提供的微型双沟道轴承外圈沟位置检测装置，不使用电、气等动力，为纯机

械式结构的测量装置，稳定性好；该装置针对性强，尤其适合于外圈内径尺寸小于8mm的微

型双沟道轴承外圈沟位置标准件的检测；本发明提供的测量方法通过选用与待测轴承外圈

沟位置、沟曲率半径相近的标准件对测量装置进行校正调整，降低了测量过程中的误差；使

用可插入待检测轴承外圈沟道底部的侧头进行测量，以便该测头能在狭小的内径空间中自

由移动而不干涉，且在沟较深的外圈沟位置测量时，该测头能准确的打到沟底；本发明所用

杠杆比例为1:1，避免了测量后数值转换形成的误差；本发明的检测方法操作简便，重复性

好，结果稳定可靠，在轴承外圈加工过程中应用效果较好。

附图说明

[0018] 图1 为微型轴承双沟外圈沟位置示意图；

[0019] 图2 为微型轴承双沟外圈沟位置测量装置结构示意图；

[0020] 附图标记：1、底座，2、调整螺钉，3、扭簧比较仪，4、支架，5、弹簧，6、杠杆，7、测量

杆，8、待测轴承外圈，9、支撑垫板，  H－轴承宽度，h1－下沟位置测量仪器指示读数，h2－上

沟位置测量仪器指示读数，h3－上沟位置以非基面为测量端面时测量仪器指示读数。

具体实施方式

[0021] 下面结合具体实施方式对本发明做进一步的阐述。

[0022] 如图所示：一种微型双沟道轴承外圈沟位置检测装置，该装置设有底座1、扭簧比

较仪3、支架4、杠杆6、测量杆7和支撑垫板9，扭簧比较仪3固定在支架4上，支架4固定在底座

1上，扭簧比较仪3的底部设置在杠杆6的一端，测量杆7垂直设置在杠杆6的另一端，支撑垫

板9上设有待测轴承外圈8，：所述测量杆7穿过支撑垫板9设置在待测轴承外圈8内部，且测

量杆7上设有可插入待检测轴承外圈沟道底部的侧头，所述的侧头呈半球状，且半球状侧头

的半径不大于待测轴承外圈8的沟曲率半径；所述杠杆6的杠杆比为1:1。

[0023] 一种利用如上所述的装置检测微型双沟道轴承外圈沟位置方法，其特征在于，包

括以下步骤：

[0024] 步骤一：在待测轴承外圈Dj一端面作标记，作为该标准件的非基面；

[0025] 步骤二：将待测轴承外圈Dj两端面进行精密研磨，平行差控制在0.001mm以内；

[0026] 步骤三：用高度比较仪测出待检标准件Dj的总宽度H；

[0027] 步骤四：在经国家轴承质量监督检验测试中心标定过沟位置的套圈标准件中选取
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与待测轴承外圈Dj相近沟位置、沟曲率半径的标准件Yj；

[0028] 步骤五：用标准件Yj进行测量前检测装置的调整，使扭簧比较仪的指示值指在零

位上，使测头接触在沟道的中心位置；

[0029] 步骤六：以基准面为测量端面，对待测轴承外圈Dj下沟位置h1进行测量，得下沟位

置h1；

[0030] 步骤七：将待测轴承外圈Dj颠倒180度，以非基面为测量端面，按照步骤六的方法

测量得出h3；

[0031] 步骤八：由公式h2=H-  h3计算得出h2，则待测轴承外圈Dj以基准面为测量端面的

上沟沟位置为h2，下沟沟位置为h1。

[0032] 为实现微型双沟道轴承外圈沟位置的检测，降低测量过程中的误差，本发明使用

与待检标准件沟位置、沟曲率半径相近的标准件；本发明使用特制的测头进行测量，以便该

测头能在狭小的内径空间中自由移动而不干涉，且在沟较深的外圈沟位置测量时，该测头

能准确的打到沟底；本发明使用特制的测量杆，将测量杆适当加长，实现一比一的比例，避

免测量后数值转换形成的误差。

[0033] 本发明测量方法操作简便，重复性好，结果稳定可靠，在轴承外圈加工过程中应用

效果较好；测量装置不使用电、气等动力，为纯机械式结构的测量装置，通过特制的测头和

夹持工装等即可稳定、可靠地测量出微型双沟道轴承外圈沟位置；本发明针对性强，该装置

尤其适合于外圈内径尺寸小于8mm的微型双沟道轴承外圈沟位置标准件的检测。
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图1

图2
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